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(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for simulta-
neously coating a plurality of substrates (1, 9) in at least one process cham-
ber (4) of a process chamber arrangement (21). It is essential, first, that af-
ter the coating the processed substrates (9) are alternately exchanged for un-
processed substrates in the process chamber. The subsequent coating process
then occurs without prior cleaning of the process chamber. Three sets of the
substrate carriers (2, 8) can be used simultancously, such that, while a first
set of the plurality of sets of the substrate carriers (2) is treated in at least
one process chamber (4), a second set of the plurality of sets which contains
unprocessed substrate carriers (2, 8) carrying unprocessed substrates (1) is
disposed in at least one storage chamber (6, 7) of a storage chamber arrange-
ment (19, 20) and a third set of the plurality of sets which contains processed
substrate carriers (2, 8) carrying no substrates (1, 9) is disposed in the same
or another storage chamber arrangement (19, 20) having at least one storage
chamber (6, 7).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur gleichzeitigen Beschichtung mehrerer Substrate (1, 9) in zu-
mindest einer Prozesskammer (4) einer Prozesskammeranordnung (21). We-
sentlich ist zunichst, dass nach dem Beschichten die prozessierten Substrate
(9) wechselweise gegen unprozessierte Substrate in der Prozesskammer aus-
getauscht werden. Der anschliefende Beschichtungsprozess erfolgt dann oh-
ne vorheriges Reinigen der Prozesskammer. Es konnen drei Sétze der Sub-
strattrager (2, 8) gleichzeitig verwendet werden, wobei wihrend ein erster
Satz der mehreren Sétze der Substrattrédger (2) in zumindest einer Prozess-
kammer (4) behandelt wird, ein zweiter Satz der mehreren Sétze, der unpro-
zessierte Substrattrager (2, 8) beinhaltet, die unprozessierte Substrate (1) tra-
gen, in zumindest einer Lagerkammer (6, 7) einer Lagerkammeranordnung
(19, 20) angeordnet ist und ein dritter Satz der mehreren Sétze, der prozes-
sierte Substrattréger (8)

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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beinhaltet, die keine Substrate (1, 9) tragen, in derselben oder einer anderen, zumindest eine Lagerkammer (6, 7) aufweisenden
Lagerkammeranordnung (19, 20) angeordnet ist.



